Product Short Information

Regulador de caudal masico VEFC

El muy compacto VEFC para
gases inertes tiene todas las
ventajas de las valvulas piezo-
eléctricas: maxima dinamica,
precision continua, consumo de
energia y calentamiento muy
bajos, caudal estable sin
reajuste manual.

Muy compacta

Consus 24 x109x92 mm
(ancho x largo x alto), el regu-
lador de caudal méasico es uno de
los mas compactos del mercado,
con un caudal de 200 |/min.

Intuitivo y fiable

El panel de control CDSV es el
accesorio ideal para el contro-
lador de flujo masico VEFC. Su
pantalla LCD de alto contraste
garantiza una visualizacién facil y
un funcionamiento intuitivo.

FESTO

Aspectos destacados

® Muy compacto: solo 24 mm de ancho

e Valvula piezoeléctrica dindmica de control directo
e Muy ligero: solo 250 g de peso

* Monitoreo del flujo-méasico y la presion de salida
® Muy flexible: pardmetros de control personaliza-

bles

Todo bajo control

VEFC se digitaliza. Esto también
mantiene el caudal constante,
eliminando la necesidad de
ajuste manual. Los caudalesy los
ajustes pueden regularse con
precisiény a prueba de manipu-
laciones en milisegundos. Esto le
proporciona la maxima flexibi-
lidad en sus procesos de produc-
cion. Con VEFC, puede supervisar
continuamente el proceso cono-
ciendo al mismo tiempo el caudal
y la presion de salida.

e Excelente relacion calidad-precio

La alternativa favorable para la
industria de semiconductores
En la industria de los semicon-
ductores, en particular, el flujo
masico de gases inertes como el
nitrégeno debe controlarse de
forma fiable para evitar defectos
en el wafer. Con su enfoque en
gases inertes sin separacion de
medios, VEFC es ideal para
controlar el nitrégeno en puertos
de carga o EFEM, a un precio
imbatible.

e B
[=]

(=]

Mas informacion:

Pagina del producto

> www.festo.com/catalogue/vefc
> www.festo.com/catalogue/cdsv
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Regulador de caudal masico VEFC

Método de diferencia de presion en uso
Elregulador de caudal masico
VEFC funciona con el método de
diferencia de presién. En combi-

nacion con la tecnologia
piezoeléctrica, los caudales
pueden controlarse de forma
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se puede regular una amplia
variedad de caudales en los
pasos de purga individuales.

tiempo de proceso hasta que se
alcanza la atmosfera seca de gas
de proteccion.

Durante el presoplado, el prepur-
gado, el purgado del proceso y el
pospurgado, VEFC garantiza que
sélo se utiliza la cantidad de
nitrégeno absolutamente nece-

saria.

Especificaciones técnicas

VEFC

Time

Fluidos

Aire comprimido 7.4.4./CDA, gases inertes (N2, Ar, etc.)

Condiciones generales

DIN 1343; SEMI E12 correspondiente - equivalente N2

Caudal 50, 100, 200 slm
Presion de alimentacion 0,6 MPa
Precision del valor de caudal +1,5%FS
Precision de repeticion +0,2%FS
Tiempo de respuesta de paso | < 500 ms

Conexién eléctrica

Analégico, RS485

Técnica de valvulas

Tecnologia piezoeléctrica

Principio de medici6n

Método de diferencia de presion

Conexién neumatica

Rc1/4,G1/4, QS o rosca macho con junta metalica en la cara frontal

Tension de funcionamiento

24V

Clase de proteccién

P20
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